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РЕФЕРАТ 

Отчёт 92 стр., 66 рис., 0 табл., 56 ист.  

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОНОВ, ПЛАЗМЕННЫЕ ЭМИТТЕРЫ, ЭЛЕКТРОДНЫЕ 

СТРУКТУРЫ, ПОТЕНЦИАЛ ЭМИТТЕРНОГО ЭЛЕКТРОДА, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ 

Объектом исследований являются газоразрядные структуры, формирующие плазму с 

эмиссионными свойствами, достаточными для создания высокоэффективных технологических 

плазменных источников электронов 

Цель работы – Разработка физических принципов формирования и стабилизации тока в 

условиях высокоэффективной эмиссии электронов из плазмы и создание на их основе конструк-

ций плазменных источников электронов различного технологического назначения. 

В результате выполнения работы разработана модель и предложены механизмы возник-

новения неустойчивостей эмиссионного тока, на основе анализа генераторов плазмы высоковоль-

тных плазменных источников электронов и численного моделирования низковольтных электрон-

но-оптических систем формирования электронных пучков с сечением порядка нескольких квад-

ратных сантиметров при наличии и в отсутствии сеточной стабилизации разработаны и изготовле-

ны два типа экспериментальных конструкций источников электронов с ускоряющим напряжением 

до 5 kВ и плотностью мощности в пучке порядка 107 Вт/м2.  

Область применения: полученные результаты существенно дополняют теорию лазменных 

эмиттеров и могут быть использованы при создании пушек с плазменным эмиттером различного 

технологического назначения. 

Основные показатели: разработанные теоретические аспекты будут способствовать раз-

работке высокоэффективных плазменных источников электронов, а формируемые в разрабатыва-

емых источниках пучки позволят расширить области применения электронно-лучевых технологий 

в промышленности, что может способствовать реализации программ импортозамещения, энерго- и 

ресурсосбережения.  

Степень внедрения: результаты исследований планируется использовать для создания 

отечественных электронно-лучевых энергокомплексов различного технологического назначения и 

для разработки новых технологий модификации поверхностей различных материалов и сплавов с 

использование пушек с плазменным эмиттером. Результаты моделирования были апробированы 

при модернизации системы формирования электронного пучка плазменного источника электро-

нов, применяемого для формирования многослойных покрытий (ЗАО «Плазмохимические техно-

логии» г. Новосибирск). Полученные новые научные результаты используются при подготовке 

научных кадров в рамках магистратуры и аспирантуры. 
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